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Metrologia wymiarowa dla zaawansowanych technologii wytwarzania

Ekonomiczne i zrGwnowazone wytwarzanie innowacyjnych i energetycznie efektywnych wyrobéw o ztozonych strukturach
Potrzeby i wymiarach od 1 um do 20 m, stoi przed wyzwaniami zwiekszonej ztozonosci, rozszerzonej zawartosci informacji, wyzszej
szybkosci pomiarowej i zmniejszonej tolerancji pomiaru zaréwno w srodowisku laboratoryjnym jak i produkcyjnym

Metrologia L <20 m w laboratorium (U < 107) | w $rodowisku produkcyjnym (U < 106) | w procesie (U < 10-6)
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Metrologia dla matych zakreséw <
pomiarowych 1 um <L <10 mm Ul 100 e ‘ 1= (UOL i U <0.005 um
Realizacja Przyrzady pomiarowe dla matych Przyrzady pomiarowe i Przyrzgdy pomiarowe dla zakresu
Doswiadczalna zakres6w pomiarowych w warunkach wzorce w laboratoriach 20 m w warunkach
przemystowych dla ztozonych geometrii przemystowych
Uniwersalna ocena niepewnosci i waska spéjnosé
Zastosowanie Wzorce dla matych obiektéw lub detali Ztozone i dowolne Zaawansowane metody sp6jnosci
nauk 0 powierzchniach niewspotpracujgcych ksztalty 3D dotyczace metrologii w procesach
podstawowych fa /
i technologii w Oddziatywanie sonda-powierzchnia Walidacja
metrologii i scalanie danych uwzgledniajace | | oprogramowania online
powierzchnie miekkie /
Ay : i abli : pomiary kinematyczne
Pomiary krawedzi z Petne wykrywanie i obliczanie
zachowaniem spéjnosci zlozonej geometrii detalu

Nastepna generacja sensorow i aparatury pomiarowej
(Tomografia komputerowa, wewnetrzny-GPS, tracker laserowy,
interferometr laserowy, wzorce inkrementalne, dalmierze)

Mozliwosci %l I
nauki i
technologii

Istniejgce procedury, zasady sensoréw, ... Nowe materialy, zawansowane komputery i IT, ...
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Potrzeby

Ekonomiczne i zrbwnowazone wytwarzanie innowacyjnych i energetycznie
efektywnych wyrobow o ztozonych strukturach i wymiarach od 1 pm do 20 m,
stoi przed wyzwaniami zwiekszonej ztozonosci, rozszerzonej zawartosci
informacji, wyzszej szybkosci pomiarowej i zmniejszonej tolerancji pomiaru
zarowno w srodowisku laboratoryjnym jak i produkcyjnym

Kluczowe sektory przemystu europejskiego:
»Inzynieria maszyn

»Przemyst motoryzacyjny

»Energetyka

» Technologie medyczne
»Mikroelektronika
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Metrologia L < 20 m |w laboratorium (U < 10‘7)| w Srodowisku produkcyjnym (U < 10'6)| w procesie (U < 10°6)

Metrologia dla matych zakresow
pomiarowych 1 pm <L <10 mm

U< 0.05pum

U<0.01 uym

U < 0.005 pm




Nastepna generacja sensorow i aparatury pomiarowej
(Tomografia komputerowa, wewnetrzny-GPS, tracker
laserowy, interferometr laserowy, wzorce inkrementalne,

dalmierze / ADMS)
Istniejgce procedury, zasady sensorow, ... Nowe materiaty, zawansowane komputery i IT, ...

Zastosowanie
nauk
podstawowych i
technologii w
metrologii




Metrologiczne zastosowanie badan \ 100% kontroli

podstawowych | technologii

Zlozone i dowolne Zaawansowane metody
ksztatty 3D spojnosci dotyczace metrologii

/ w procesach
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/' pomiary kinematyczne

Petne wykrywanie i
obliczanie ztozonej
geometrii detalu
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Zastosowanie nauk podstawowych i
technologii w metrologii

Powierzchnie dobrze wspotpracujgce:

» dobrze odbijajace,
* bez rowkow,
» 0 odpowiedniej chropowatosci.

Powierzchnie zle wspotpracujgce:
 bltyszczace,

» z miekkich materiatow,

» Zmieniajgce kolor.

Wzorce dla matych obiektow lub detali o
powierzchniach niewspotpracujgcych

Oddziatywanie sonda-powierzchnia
I scalanie danych uwzgledniajgce

Spojne
pomiary
krawedzi

powierzchnie miekkie

Wypracowanie wspolnych uniwersalnych wzorcow 3D
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